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摘 要

由於晶圓增大、IC元件尺寸縮小、線寬日趨細微，使得半導體製程控制也因而日益困難，發生故障的 比例相對地增高，

嚴格的製程控制已成為重要且基本的要求，一般使用統計製程管制(STATISTICAL PR OCESS CONTROL ,SPC)作為品質

管制工具，但由於製程數據間具有相關聯性結構，及大部分製程常有不 可避免的穩定緩慢漂動變異現象，往往使得錯誤警

訊(FALSE ALARM)增加進而導致於管制圖的誤判，因 此本研究之主要目的是利用幅狀基底函數類神經網路來學習該變異

，進而偵測出半導體製程中的故障， 以避免錯誤警訊之發生，並提供診斷功能，做為維修與預防保養之依據，以提昇設備

總體效能。 幅狀函數類神經網路(RADIAL BASIS FUNCTION，簡稱RBF)可平行分散式處理資訊，藉由輸入/輸出資 料來

學習訓練得到神經網路內部權重參數，而建構此非線性系統模型，充分表現出曲線近似（CURVE-FI TTING）特性和非

線性輸入/輸出映射的關係。RBF可以最小之網路架構提供最佳之普遍化歸納，因此適 用於更複雜之系統，而達到更好之

效能，以及較短之訓練時間，適用於故障偵測與分類系統。
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